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摘要(译)

本发明的电致发光显示装置的缺陷检查方法，使用于控制向EL元件供给
的驱动电流的元件驱动晶体管在其线性区域动作，基于使EL元件为发光
程度时的发光亮度或阴极电流，检测由EL元件的短路引起的灭点缺陷。
在该灭点缺陷之前，通过向EL元件的阳极与阴极之间施加反向偏压，从
而使灭点缺陷明显化。由此，防止在后面阶段灭点缺陷消失而不能进行
激光修复等，从而提高检查和修正效率。另外，使元件驱动晶体管在其
饱和区域动作，基于使EL元件为发光程度时的阴极电流或发光亮度，检
测由元件驱动晶体管的特性偏差引起的暗点缺陷。由此，能高精度地检
测并修正EL显示装置的显示缺陷。
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